






































专利名称(译) 超声波装置，超声波模块和超声波测量装置

公开(公告)号 US20170258442A1 公开(公告)日 2017-09-14

申请号 US15/452871 申请日 2017-03-08

[标]申请(专利权)人(译) 精工爱普生株式会社

申请(专利权)人(译) SEIKO EPSON CORPORATION

当前申请(专利权)人(译) SEIKO EPSON CORPORATION

[标]发明人 YOSHIDA KAZUKI
NAKAMURA TOMOAKI
KIYOSE KANECHIKA

发明人 YOSHIDA, KAZUKI
NAKAMURA, TOMOAKI
KIYOSE, KANECHIKA

IPC分类号 A61B8/00

CPC分类号 A61B8/4444 A61B8/4483 A61B8/4427 B06B1/0622 G10K11/30

优先权 2016045885 2016-03-09 JP

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

超声波装置包括具有平坦超声波发射/接收表面的超声波收发器和设置在
超声波发射/接收表面上的声学透镜。声透镜在背离超声波发射/接收表面
的一侧具有第一声透镜层，并且在面向超声波发射/接收表面的一侧具有
第二声透镜层。第一声​​透镜层和第二声透镜层具有不同的衰减系数。第
一声​​透镜层和第二声透镜层之间的界面平行于超声波发射/接收表面。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/ff071a55-75f5-445f-a332-da1d53de41b8
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/058265804/publication/US2017258442A1?q=US2017258442A1
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220170258442%22.PGNR.&OS=DN/20170258442&RS=DN/20170258442

